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1. Общие положения

1.1. Цели дисциплины

Изучение  современных  литографических  процессов,  применяемые  для  изготовления1.
интегральных  схем,  ознакомление  с  базовыми  технологическими  операциями,  материалами,
методиками изготовления интегральных схем.

1.2. Задачи дисциплины

Изучение основных методов литографии применимые при производстве интегральных1.
схем.

Ознакомление  с  материальными  и  техническими  средствами  для  реализации2.
литографических процессов.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок дисциплин: Б1. Дисциплины (модули).
Часть блока дисциплин: Часть, формируемая участниками образовательных отношений.
Модуль дисциплин: Модуль профессиональной подготовки (major).
Индекс дисциплины: Б1.В.01.ДВ.01.06.
Реализуется  с  применением  электронного  обучения,  дистанционных  образовательных

технологий.

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
индикаторами достижения компетенций

Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих  компетенций  в
соответствии с ФГОС ВО и основной образовательной программой (таблица 3.1):

Таблица 3.1 – Компетенции и индикаторы их достижения
Компетенция Индикаторы достижения компетенции

Универсальные компетенции
- -

Общепрофессиональные компетенции
- -

Профессиональные компетенции
ПК-2. Способен
использовать
современные
достижения науки и
передовые технологии
в профессиональной
деятельности

ПК-2.1. Знает терминологию в области электроники и наноэлектроники
ПК-2.2. Умеет выполнять трудовые действия с использованием
современных достижений науки и передовых технологий при решении
задач профессиональной деятельности
ПК-2.3. Владеет навыками чтения научных текстов по профилю
профессиональной деятельности (выделять смысловые конструкции для
понимания всего текста, объяснять принципы работы описываемых
современных достижений науки и передовых технологий)

4. Названия разделов (тем) дисциплины

Названия разделов (тем) дисциплины
2 семестр

1 Контактная литография
2 Литография прямой прорисовки
3 Электронно-лучевая литография
4 Проекционная литография
5 Материалы для литографии


